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Substrate의 높이에 따른 parylene 박막의 특성 
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본 연구는 유기발광소자의 encapsulation을 위한 Parylene 박막 증착 반응기의 설계 및 공정에 관한 연

구이다. 최적의 Parylene 박막을 얻기 위하여 이미 3차례에 걸쳐 Parylene 증착반응기를 수정하였으

며, 4번째에서는 기판의 높이를 조절하여modification 하였다. 그에 따른 최적 공정을 set-up하기 위하

여 여러 공정 조건의 변화에 따른 증착 속도와 박막의 특성을 조사하였고 최적 공정을 찾았다.  

Parylene의 증착 속도는 전구체 승화 온도가 증가할수록 증착 온도가 감소할수록 증가하였으며, 증착

된 박막의 특성 평가는 FT-IR, SEM, AFM에 의해 수행하였다.  
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